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	課程名稱
	微機電概論

	課程編碼
	02D12101

	系所代碼
	0

	開課班級
	網路教學 

	開課教師
	黃忠仁 

	學分
	3.0

	時數
	3

	上課節次地點
	 

	必選修
	選修

	課程概述
	

	課程目標
	

	課程大綱
	第一章　小小世界真奇妙 

一、前言

二、為何要小?

三、如何變小?

四、何物變小

五、小至何境?

六、結論

第二章　半導體製程 

一、潔淨室

二、晶圓製作

三、半導體製程設備

第三章　半導體微細加工 

一、半導體微細加工誤差

二、體型微細加工

三、面型微細加工

四、兩種矽質微細加工的綜合比較

五、以體型加工為本位的技術折衷考量 

第四章　微感測器產品技術 

一、熱感測器

二、壓力傳感器

三、加速度計

四、感測器之簡單訊號處理電路

五、微感測器產品之封裝

第五章　以金氧半IC製程及後加工程序製作微機電元件
一、標準積體電路、晶圓代工

二、CMOS微機電元件

三、國內CMOS微機電元件的發展

四、CMOS微機電元件之後製程

五、CMOS微機電元件之問題及對策

第六章　X光深刻模造微加工技術 

一、"高深寬比"的LIGA製程

二、LIGA產品之應用現況

三、LIGA製程分類

四、LIGA製程之特徵

五、LIGA製程設備

六、X光光罩製作及LIGA製程之困難點

七、其他類似的高深寬比微加工技術

第七章　微光電系統產品技術窺覽 

一、微光機電系統

二、自由空間光學系統之微小化

三、微小鏡面之加工

四、微光學元件之定位安裝

五、微光柵 / 鏡片之體型加工法

第八章　應用於微冷卻器之微小尺寸熱流技術

一、前言

二、微流道熱沈

三、微熱管均熱片

四、微流道現地量測

五、結論

第九章　我國新世紀的微機電系統技術與產業展望 

一、前言

二、MEMS產品特徵

三、發展MEMS產業之技術人力背景

四、MEMS產品也必須重點性發展

五、合適我國發展之MEMS產業模式

六、我國可集中發展之MEMS產品

七、MEMS產品/產業之創業育成途徑

八、目前國內MEMS之研發體系

九、國內未來MEMS之"研發活動"

十、國內未來MEMS之"基礎建設"

十一、未來國家MEMS中心與結論

	英文大綱
	

	教學方式
	

	評量方法
	

	指定用書
	

	參考書籍
	

	先修科目
	網路教學第一次上課教室為C103，時間為第一週的星期二12:50~14:40。

	教學資源
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	全程外語授課
	

	授課語言1
	

	授課語言2
	

	輔導考照1
	

	輔導考照2
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